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什麼是高科技? 



高科技之定義 

 
• 國際經濟合作發展組織(OPED) 

 
 

• 將航太科技、藥品配製、電腦資訊、精密
機械、通訊器材和科學儀器等定義為高技
術產業。 

 



         Aerospace (航太科技) 



藥品配製 

 

http://www.jitex.com/e/img/Biotechnology.jpg http://www.rgp.ufl.edu/is/biotechnology/images/biotech_main.png 

http://www.hightechfinland.com/2005/health

care/biotechnology/en_GB/fitbiotech/_files/1

1307540180006373/default/fitbiotech.jpg 



電腦資訊 

http://www.trade-india.com/product_images/63310/b/Computer-Peripherals.jpg 



Precision Machinery (精密機械) 

         http://www.allproducts.com/machine/hongji/ 



通訊器材 

http://www.friends-partners.org/partners/mwade/graphics/y/yesss.jpg 

http://www-emlabo.csce.kyushu-

u.ac.jp/tateiba/Open/research-e/fig/CandC.jpg 



科學儀器 

 

http://www.ebara.co.jp/ir/library/annual/ar1999/images/p17-1.jpg 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4497174 



臺灣行政院經濟規劃委員會(CEPD) 

• 高技術產業分為六個類別 

 

• 積體電路、光電儀器、生物醫學、遠距通
訊、精密機械、和電腦週邊設備。 

 



積體電路/半導體 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_int%C3%A9gr%C3%A9 

http://demicom.com/img/circuits.gif 
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掌握亞洲ICT市場商機潛力 
經建會綜計處 新聞稿 (100.1.20) 

–台灣為全球ICT生產鏈的重要一
環。2010年有多項ICT產品排名
全球前3大(見表一)，其中晶圓
代工、IC封裝、IC測試、Mask 
ROM 與 EPROM等產品更居世界第
一。  



 



台灣2009年資通訊產業現況 
資通訊硬體製造(世界排名第一) 
項次 項     目 全球市占率 數量  美元 

1 筆記型電腦 94.80% 119,476千台 57,796(百萬) 

2 LCD 液晶顯示器 71.80% 111,209千台 15,187(百萬) 

3 桌上型電腦 38.90% 6,067千台   

4 迷你筆記型電腦 90.70% 24,951 千台 5,401(百萬) 

5 可攜式導航裝置 65.90% 27,725 千台 4,229(百萬) 

6 晶圓代工       

7 主機板       

8 IC 封裝       

9 伺服器       

10 無線區域網路設備       

11 空白光碟片       

12 非對稱式用戶迴路數據機       

13 電子級玻璃纖維布       

14 電纜線數據機       

15 光罩式唯讀記憶體       

16 乾膜光阻       

17 映像管（CRT）顯示器       













•Saw 

•Grind/Lap 

•Etch 

•Polish 

•Clean 





半導體製程技術之趨勢 

Year of Production  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

DRAM 1/2 Pitch (nm) 

65 57 50 45 40 35 32 

MPU Physical Gate Length (nm) 

25 23 20 18 16 14 13 

Wafer Diameter       (mm)  
(inches)  

300 
(12) 

300 
(12) 

300 
(12) 

300 
(12) 

300 
(12) 

450 
(18) 

450 
(18) 

Factory construction time from 
groundbreaking to first tool move-in 
(months) 12 11 11 10 10 9 9 

 

根據 ITRS (International Technology Roadmap for Semiconductors ), 
全球半導體產業將於2012進入35奈米 (DRAM ½ Pitch), 14奈米 (Gate 
Length),及18吋 晶圓 (Wafer) 之製程技術，廠房興建於九個月內完成。 
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              晶圓愈來愈大 



半導體晶圓投資金額 

技術進入障礙 資金進入障礙 廠商家數

150mm(6吋) >0.5um
5億美金

(175億台幣)
113

200mm(8吋) 0.5um~0.13um
12億美金

(420億台幣)
76

300mm(12吋) 0.13um~22nm
25億美金

(875億台幣)
27

400mm(18吋) 22nm導入
80~100億美金

(2800~3500億台幣)
<10

資料來源:工研院 IEK(2008/02) 附註:1元美金=35元台幣計



      廠房設施之興建是愈來愈快 

 



投資金額 
1,000~3,000 仟億 

 

興建時間  
 9~11月完成  



 公司別 台積電 聯電 
世界 
先進 

力晶 瑞晶 華亞 南亞 茂德 華邦 小計 合計 

已量產 

Foundry 5 2 0 0 0 0 0 0 0 8 

19 

Memory 0 0 0 3 1 2 1 3 1 11 

建置中 

Foundry 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

6 
 

Memory 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 

規劃中 

Foundry 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

16 

Memory 0 0 0 4 2 2 1 4 0 13 

愈來愈重要 

 12吋晶圓年產一百二十萬片 

Source:經濟部工業局 (2008); http://www.moeaidb.gov.tw/  

若都完成,台灣將處於領先地位 

http://www.moeaidb.gov.tw/
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什麼是奈米? 

 
什麼是奈米科技 ? 



 

Nano (奈米) 

         

       

          

10-9  



















 

                                                                                                              

                                                                                                       

 Barbara Aulicino 

Barbara Aulicino  



         Animal Cloning   Source: Advanced Cell Research 
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http://www.magnet.fsu.edu/education/tutorials/magnetacademy/superconductivity101/page2.html 



Vibration Impact on SPM 
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             掃描隧道顯微鏡 

• 掃描隧道顯微鏡（scanning tunneling microscope，
縮寫為STM），亦稱為掃描穿隧式顯微鏡，是一種利用量
子理論中的隧道效應探測物質表面結構的儀器。它于1981
年由格爾德·賓寧及海因里希·羅雷爾在IBM位於瑞士蘇黎
世的蘇黎世實驗室發明，兩位發明者因此與恩斯特·魯斯
卡分享了1986年諾貝爾物理學獎。 
 

• 它作為一種掃描探針顯微術工具，掃描隧道顯微鏡可以讓
科學家觀察和定位單個原子，它具有比它的同類原子力顯
微鏡更加高的解析度。此外掃描隧道顯微鏡在低溫下（4K
）可以利用探針尖端精確操縱原子，因此它在奈米科技既
是重要的測量工具又是加工工具。 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%87%8F%E5%AD%90%E7%90%86%E8%AE%BA&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%87%8F%E5%AD%90%E7%90%86%E8%AE%BA&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%9A%A7%E9%81%93%E6%95%88%E5%BA%94&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1981%E5%B9%B4&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1981%E5%B9%B4&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A0%BC%E5%B0%94%E5%BE%B7%C2%B7%E5%AE%BE%E5%AE%81&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A0%BC%E5%B0%94%E5%BE%B7%C2%B7%E5%AE%BE%E5%AE%81&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%A0%BC%E5%B0%94%E5%BE%B7%C2%B7%E5%AE%BE%E5%AE%81&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B5%B7%E5%9B%A0%E9%87%8C%E5%B8%8C%C2%B7%E7%BD%97%E9%9B%B7%E5%B0%94&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B5%B7%E5%9B%A0%E9%87%8C%E5%B8%8C%C2%B7%E7%BD%97%E9%9B%B7%E5%B0%94&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%B5%B7%E5%9B%A0%E9%87%8C%E5%B8%8C%C2%B7%E7%BD%97%E9%9B%B7%E5%B0%94&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%91%9E%E5%A3%AB&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8B%8F%E9%BB%8E%E4%B8%96&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8B%8F%E9%BB%8E%E4%B8%96&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%81%A9%E6%96%AF%E7%89%B9%C2%B7%E9%B2%81%E6%96%AF%E5%8D%A1&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%81%A9%E6%96%AF%E7%89%B9%C2%B7%E9%B2%81%E6%96%AF%E5%8D%A1&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%81%A9%E6%96%AF%E7%89%B9%C2%B7%E9%B2%81%E6%96%AF%E5%8D%A1&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%81%A9%E6%96%AF%E7%89%B9%C2%B7%E9%B2%81%E6%96%AF%E5%8D%A1&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1986%E5%B9%B4&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=1986%E5%B9%B4&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%AF%BA%E8%B4%9D%E5%B0%94%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E5%A5%96&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%8E%83%E6%8F%8F%E6%8E%A2%E9%87%9D%E9%A1%AF%E5%BE%AE%E8%A1%93&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8E%9F%E5%AD%90&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E6%98%BE%E5%BE%AE%E9%95%9C&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%83%AD%E5%8A%9B%E5%AD%A6%E6%B8%A9%E6%A0%87&variant=zh-tw
http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%BA%B3%E7%B1%B3%E7%A7%91%E6%8A%80&variant=zh-tw


掃描隧道顯微鏡 (STM)  
www.dansdata.com/images/io009/stm500.jpg 

 

http://www.dansdata.com/images/io009/stm500.jpg


Scanning Tunneling Microscope 
http://www.answers.com/topic/scanning-tunneling-microscope 

http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=Image:ScanningTunnelingMicroscope_schematic.png&variant=zh-tw


Scanning Tunneling Microscope 

www.nrc-cnrc.gc.ca/multimedia/picture/images/  



Scanning Tunneling Microscope Image 
www.umsl.edu/~fraundor/slippery.jpg 

 

http://www.almaden.ibm.com/vis/stm


 
Scanning Tunneling Microscope Image 
www.umsl.edu/~fraundor/slippery.jpg 
 



穩定的研發製造平台上 



電磁波(EMI)的影響 
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Kevin G. Hall Nano-Metrology Lab 

Temperature: ±0.1 ˚C 
Humidity: ±5 %  

Vibration: NIST-A1 
Noise:  NC-30 
EMI:  shielded 

Air supports 
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空氣分子污染 
(Airborne Molecular Contamination) 





空氣分子污染對半導體製程的影響  

詳細資料請參考構想書表2 

■ MA 

    腐蝕鋁、銅、閘級氧化層等薄膜厚度 

■ MB 

     腐蝕光形狀變成T型 

■ MC 

    使薄膜厚度或功能改變如Si3N4置換 

    成 SiO2 

■ MD 

     造成MOS元件功能失效 

■ MA + MB 

     1.在光罩表面產生(NH4)2SO4     2.使曝光機鏡片表面霧化造成鬼影現象 



Ti  Ti Al 

   W 

在研發製造過程中接觸到半導體產品的污染都要 

  考慮 

空氣、水、化學物質與製程氣體的純度、噪音與 

   微振程度、電磁波與電頻干擾 

奈米時代潔淨室的污染控制 



關鍵技術 

控制污染 

不純空氣的去除 

超微小波動的防治 





Filling of Parenterals under Aseptic Conditions 
Maximum concern for contamination from outside sources 



結論 

•半導體製造產業對於台灣經濟發展具有舉足輕重
之影響，要持續領先優勢，其廠房設施之配合更
是製造過程中不可或缺的重要環節。 

•隨著製程尺寸愈來愈小，廠房環境控制的要求之
等級亦愈來愈嚴謹。 

•半導體先導技術之研發製造必須在嚴格控制的潔
淨室中，穩定的製造平台上，及/或沒有電磁波干
擾的環境下進行。 

•關鍵技術在於空氣純度(AMC)、電磁波(EMI)及微
振動(Micro-Vibration)的量測及防制 

 

 



 

感謝 


